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Urzadzenie do obrébki chemicznej w kapielach

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do obrébki chemicznej w kapielach. W procesach technologicz-
nych mycia, odttuszczania, trawienia, obrébki fotochemicznej, zmywania warstw zabezpieczajacych itp. po-
wierzchnie przedmiotéw poddawane sa kolejno oddziatywaniu réznych Kapieli, ptukaniu a niekiedy i wstep-
nemu osuszaniu.

Znane dotychczas urzadzenia do prowadzenia tych proceséw technologicznych zestawia si¢ ze zbiorni-
kéw i innych stanowisk w kolejnosci obrdbki, a detale przenoszone s3 migdzy nimi recznie lub za pomoca
mechanicznych przenosnikéw liniowych lub karuzelowych. Niejednokrotnie dziatanie kapieli wzmacniane jest
przez ich podgrzewanie, mieszanie, natryskiwanie lub przez uzycie ultradZwigkéw.

Znane s3 tez urzadzenia wannowe wyposazone w dysze do obrdbki natryskiem. Urzadzenia takie osia-
gaja duza wydajno$¢ pod warunkiem, Ze czasy obrébki w poszczegdlnych zabiegach sa jednakowe lub zblizone.
Gdy czasy te s3 réine, a zabiegi musza nastepowac natychmiast po sobie, obrébke prowadzi si¢ indywidualnie
przy niepelnym wykorzystaniu rozbudowanego urzadzenia. Urzgdzenie takie staje si¢ ktopotliwe w eksploatacji
wtedy, gdy konieczne jest zachowanie poszczegélnych warunkéw prowadzenia procesu, jak np. duzej czystos-
ci, stosowania kapieli lotnych, wrazliwych na wptyw czynnikéw zewnetrznych lub podgrzewanych. Konieczne
jest wéwczas stosowanie dodatkowych zabezpieczern w postaci oston, nawiewéw, wyciagéw, skraplaczy par
itd. Przestawienie takiego urzadzenia na inny proces technologiczny lub konieczno$é wymiany jednej z kapieli
wiaze si¢ z dluzszym przestojem na oczyszczenie zbiornikéw i ponowne ich napeinienie. Zdarza sig, Ze obje-
tosci zbiornikéw nie odpowiadaja szybkosci zuZzywania si¢ kapieli. Zbiorniki za mate wymagaja czg¢stej wymia-
ny kapieli zas za duze niepotrzebnie zwigkszaja ich zuzycie.

Celem wynalazku jest skonstruowanie uniwersalnego urzgdzenia do obrébki chemicznej w kapielach nie
posiadajacego wyzej wymienionych wad oraz zapewniajacego réwnomieme traktowanie kapiela powierzchni
poddawanych obrébcee, a takze usuwanie z tych powierzchni produktéw reakcji i dokfadne ich osuszenie po
zakoriczeniu procesu.
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Urzadzenie wedtug wynalazku posiada wann¢ do obrébki z ruchomg rama umocowang do sterowanego
programowo przez urzadzenie sterujace tréjpotozeniowego mechanizmu, na ktérej to ramie osadzona jest po-
krywa wanny, paleta z przedmiotami oraz dysze natryskowe. Wanna i dysze natryskowe potaczone sg instalacja
wymuszajaca przeptyw kapieli obrébezych z wymiennymi pojemnikami kapieli oraz z instalacja zasilajacg i od-
plywowa poprzez zawory sterowane programowo urzadzeniem sterujacym.

Dysze stuza do obrébki powierzchni natryskiem, natryskowego sptukiwania, osuszania sprezonym gazem
lub mieszania kapieli w wannie przez jej napowietrzanie badz poruszanie mechaniczne,

Rama z dyszami poruszana jest tréjpotozeniowym sterowanym mechanizmem, ktéry umozliwia unie-
sienie jej ponad wanne w celu zatadowania wsadu, opuszczenie jej do wewnatrz wanny oraz nadanie jej ruchu
posuwisto-zwrotnego wzdtuz powierzchni przedmiotéw podczas obrébki powierzchni natryskiem, natrysko-
wego splukiwania, suszenia sprezonym gazem, lub mieszania kapieli w wannie.

Zapewnia to réwnomierne traktowanie powierzchni kapiela, usuwanie z tych powierzchni produktéw
reakcji oraz doktadne ich osuszenie po zakoriczeniu procesu.

Dysze moga by¢ zasilane kapiela z ktérego$ z potaczonych szybko-roztacznie pojemnikéw lub z innej
instalacji ci$nieniowej, np. wody, sprezonego powietrza itp.

- Unzadzenie sterowane jest przez programowane urzadzenie sterujace, okreslajace kolejnosé, czas uzycia
poszczegdlnych kapieli, czas i rodzaj zasilania dysz oraz cykl ruchéw mechanizmu,

- Urzadzenie moze posiada¢ wanng ultradZwigkowa. Niektdre z po_|emmkow kapieli moga by¢ wyposazone
w urzadzema termostatujace oraz filtry do oczyszczania kapieli.

"Urzadzenie wedtug wynalazku umozliwia prowadzenie wielu programéw obrébki bez potrzeby przezbra-
jania i wymiany kapieli w zbiornikach. Kapiele przez wigksza cze$¢ czasu uzytkowama sg zabezpieczone przed
wptywem atmosfery, przez co zwigksza si¢ ich trwatosc.

Pozostawienie detali w statym potozeniu podczas catego cyklu obrébki eliminuje mozliwosé zabrudzenia
lub mechanicznego uszkodzenia powierzchni.

O wielko$ci wanny decyduje ilo§é miejsca potrzebnego na wsad, a potrzebny pojemnik mozZna ustawié
poza urzagdzeniem, wprost na podtodze.

Przedmiot wynalazku przedstawiono w przyktadowym rozwiazaniu konstrukcyjnym na rysunku, w wersji
sterowanej i napedzanej pneumatycznie. Wanna robocza 1 wyposazona w swej gornej czesci w wyciag szczeli-
nowy posiada w swym dnie zawory grzybkowe Z1, Z2, Z3, o duzym przelocie, sterowane programowanym
urzadzeniem sterujacym 2. Zawory Z1, Z2, potaczone sg w sposéb szybko roziaczny z tatwo wymiennymi
pojemnikami kapieli obrébezych P1, P2, za§ zawdr Z3 — ze $ciekiem. Kapiele z pojemnikéw przettaczane sg do
wanny sprezonym powietrzem, podawanym przez odpowiednie zawory Z4, Z5, Z6 i spuszczane po uplywie
odpowiedniego czasu grawitacyjnie, po otwarciu ktéregos z zaworéw Z1, 22, Z3.

W wannie 1 umieszczona jest ruchoma rama 3 z uktadem dysz 4 kierujacych strumieri cieczy lub gazu na
powierzchnie przedmiotéw obrabianych 5 i na Scianki wanny 1. Rama 3 umocowana jest do mechanizmu 6 na-
pedzanego przez dwustopniowy tréjpotoZeniowy cylinder pneumatyczny 7, sterowany programowo przez
zawor Z7 urzadzenia sterujacego 2. Przy potozeniu gérnym mechanizmu, na ram¢ 3 zakiada si¢ palete 8 z
przedmiotami 5. Po opuszczaniu ramy do potozenia posredniego paleta zostaje wprowadzona do wanny i oparta
o jej krawedzie, dysze znajduja si¢ w gérnym potozeniu pracy, a wanna przykryta zostaje pokrywa 9. Urzadzenie
przygotowane jest do pracy.

Mechanizm 6 mozZe ramie z dyszami nadaé ruch posuwisto-zwrotny w zakresie migdzy swym posrednim
a dolnym potozeniem, podczas ktérego dysze 4 moga by¢ zasilane z pojemnika kapieli obrébczej P3, badz z
instalacji wodociagowej lub sprezonego powietrza w celu obrdbki powierzchni natryskiem, natryskowego sptu-
kiwania lub suszenia spreZzonym powietrzem. Ruch ten moze by¢ réwniez wykorzystany do mechanicznego
mieszania kapieli znajdujacej si¢ w wannie. o

Rama 3 moze by¢ opuszczona do dolnego potozenia i w nim pozostaé, a dysze moga by¢ zasilane spre-
zonym gazem dla mieszania znajdujacej si¢ w wannie kapieli.

Czynnik zasilajacy dysze podawany jest poprzez jeden ze sterowanych programowo zaworéw Z8, Z9, Z10.
Pokazany na rysunku pojemnik kapieli P1 wyposazony jest w grzatke z termoregulatorem 10 oraz filtr boczni-
kowy 11 do filtrowania kapieli podczas jej przettaczania do wanny. Jako pojemniki na kapiel moga stuzyé ka-
nistry, opakowania handlowe, stoje laboratoryjne pod warunkiem, Ze korki ich wyposazy si¢ w rure $ciekowa
i rurke doprowadzajaca sprezone powietrze.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do obrébki chemicznej w kapielach zawierajace wanne, pojemniki kapieli obrébczych, insta-
lacje zasilajacq i odptywows, zawory oraz dysze natryskowe, znamienne tym, Ze posiada wanne (1)
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z ruchoma rama (3) umocowana do sterowanego programowo urzadzeniem sterujacym (2), tréjpotozeniowego
mechanizmu (6), na ktérej to ramie (3) osadzona jest pokrywa (9), paleta (8) z przedmiotami (5) oraz dysze
natryskowe (4), przy czym wanna (1) i dysze (4) potaczone s3 instalacja wymuszajaca przeptyw kapieli obréb-
czych z wymiennymi pojemnikami kapieli (P1), (P2), (P3) oraz z instalacjg zasilajaca i odplywowa poprzez
zawory sterowane programowo urzgdzeniem sterujacym (2).
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